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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Schutzglasadapter
für ein Operationsmikroskop. anzubringen. Das Schutz-
glasmodul umfasst einen Schutzglasadapter und ein Ob-
jektivschutzglas. Der Schutzglasadapter ist mechanisch
mit dem Operationsmikroskop verbunden. An dem
Schutzglasadapter ist das Objektivschutzglas angeord-
net, sodass durch das Hauptobjektiv und das Objektiv-
schutzglas hindurch ein Operationssitus beobachtbar ist.
Zusätzlich kann der Schutzglasadapter mit einer sterilen
Abdeckfolie verbunden sein, um das gesamte Operati-
onsmikroskop während einer Operation vor Verschmut-
zungen zu schützen.
[0002] Schutzglasfassung gewähren seitliche Füh-
rungslaschen Führungskontakt mit dem Operationsmik-
roskop. Danach greifen Rastbolzen in Aufnahmebohrun-
gen und eine Nase in die für sie vorgesehene Ausneh-
mungen ein. Die exakte Positionierung der Schutzglas-
fassung Druckstift entgegen der Federkraft bewegt wer-
den, vergrößert sich die Kraft, die aufgebracht werden
muss, um den Schutzglasadapter an dem Operations-
mikroskop anbringen zu können. Diese Kräfte können
bewirken, dass das Operationsmikroskop gehalten wer-
den muss, damit es seine Position während der Adaption
des Schutzglasadapters nicht verändert.
[0003] Weiterhin ist aus der US3,528,720 ein Schutz-
glasadapter für ein Operationsmikroskop bekannt mit ei-
ner ersten Anlagefläche und einer kegelstumpfförmigen
Führungsfläche gemäß des Oberbegriffs von Anspruch
1. Operationsmikroskop anbringbar ist, ohne dass dabei
das Operationsmikroskop gehalten werden muss.
[0004] Die Aufgabe wird durch eine Vorrichtung mit
den Merkmalen des unabhängigen Anspruchs 1 gelöst.
Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den
Unteransprüchen beschrieben.
[0005] Erfindungsgemäß weist der der Schutzglasad-
apter für ein Operationsmikroskop eine erste Anlageflä-
che auf, wobei die erste Anlagefläche derart ausgebildet
ist, dass diese mit einer korrespondierenden zweiten An-
lagefläche des Operationsmikroskops in Kontakt bring-
bar ist. Der Schutzglasadapter weist eine Führungsöff-
nung zur Aufnahme eines Hauptobjektivs des Operati-
onsmikroskops auf, wobei die Führungsöffnung als Ke-
gelstumpf mit einer ersten Zentralachse ausgebildet ist,
wobei der größere Durchmesser des Kegelstumpfes zu
der ersten Anlagefläche hin ausgebildet ist. Der Schutz-
glasadapter weist mindestens ein Positionierungsele-
ment auf, wobei das mindestens eine Positionierungse-
lement starr ausgebildet ist und an der ersten Anlageflä-
che oder an der Oberfläche der Führungsöffnung ange-
ordnet ist, wobei das Positionierungselement zur form-
schlüssigen Aufnahme in einem Gegenelement an dem
Operationsmikroskop geeignet ist. Der Schutzglasadap-
ter weist mindestens ein Halteelement auf, wobei durch
das Halteelement eine Haltekraft parallel zu der ersten
Zentralachse zwischen dem Schutzglasadapter und dem
Operationsmikroskop bewirkbar ist, wobei die Haltekraft

durch eine Magnetkraft gebildet ist.
[0006] Der erfindungsgemäße Schutzglasadapter
kann sehr leicht an einem Operationsmikroskop ange-
bracht werden. Ein Operationsmikroskop weist ein
Hauptobjektiv mit einer optischen Achse auf.
[0007] Die Führungsöffnung des Schutzglasadapters
ist als Kegelstumpf mit einer ersten Zentralachse ausge-
bildet. Damit kann der der Schutzglasadapter sehr ein-
fach über das Hauptobjektiv gestülpt werden. Durch den
großen Durchmesser ist zunächst zwischen dem Haupt-
objektiv und dem Schutzglasadapter ein sehr großes
Spiel ausgebildet. Diese Position des Schutzglasadap-
ters kann somit vom Benutzer, ohne hinzuschauen, leicht
erfühlt werden. Beim Bewegen des Schutzglasadapters
in Richtung der optischen Achse zu der zweiten Anlage-
fläche an dem Operationsmikroskop wird der Schutz-
glasadapter durch die Kegelform der Führungsöffnung
zentriert und geführt.
[0008] Dabei findet praktisch kaum eine Reibung zwi-
schen dem Schutzglasadapter und dem Hauptobjektiv
statt. Die Reibungsfläche beschränkt sich auf eine punkt-
oder dünne linienförmige Berührfläche. Der Schutzglas-
adapter kann sehr leicht und ohne dabei eine nennens-
werte Kraft auf das Operationsmikroskop auszuüben,
passgenau zu der zweiten Anlagefläche an das Opera-
tionsmikroskop geführt werden.
[0009] Das an der ersten Anlagefläche angeordnete
Positionierungselement bewirkt zudem, das die erste An-
lagefläche des Schutzglasadapters noch nicht großflä-
chig mit der korrespondierenden zweiten Anlagefläche
des Operationsmikroskops in Kontakt kommt. Vielmehr
entsteht lediglich eine sehr geringe Reibung zwischen
der sehr kleinen Kontaktfläche des Positionierungsele-
ments und der zweiten Anlagefläche des Operationsmik-
roskops. Die Ausgestaltung der Führungsfläche als Ke-
gelstumpf bewirkt zudem, dass zwischen dem Schutz-
glasadapter und dem Hauptobjektiv noch ein gewisses
Spiel ausgebildet ist, sodass die Reibung zwischen
Schutzglasadapter und Hauptobjektiv sich immer noch
auf eine punkt- oder linienförmige Berührung beschränkt.
Durch leichte links/rechts-Bewegungen des Schutzglas-
adapters gleitet das Positionierungselement in ein kor-
respondierendes Gegenelement des Operationsmikros-
kops. Dabei verringert sich der Abstand zwischen den
beiden Kontaktflächen des Schutzglasadapters und des
Operationsmikroskops. An dieser Position ist die mag-
netische Haltekraft sehr groß und der Schutzglasadapter
wird ausschließlich durch eine magnetische Haltekraft
an dieser Position gehalten. Erst in dieser Position ist
das Spiel zwischen der als Kegelstumpf ausgebildeten
Oberfläche der Führungsöffnung und des Hauptobjekti-
ves minimal, sodass der Schutzglasadapter passgenau
und in einer korrekten Position am Hauptobjektiv ange-
ordnet ist.
[0010] Die leichte Adaption des Schutzglasadapters
an ein Operationsmikroskop soll durch folgende kinema-
tische Betrachtung nochmals verdeutlicht werden.
[0011] Die optische Achse des Hauptobjektivs definiert
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eine Z-Achse. Senkrecht zu dieser Z-Achse ist eine X-
Y-Ebene ausgebildet. Wenn der Schutzglasadapter über
das Hauptobjektiv geführt ist und die erste Anlagefläche
nicht mit der korrespondierenden zweiten Anlagefläche
in Kontakt ist, ist der Schutzglasadapter gemäß des zwi-
schen Führungsöffnung und Hauptobjektiv ausgebilde-
ten Spiels in der X-Y-Ebene verschiebbar und bezüglich
der X-Y-Ebene verkippbar. Zudem ist der Schutzglasa-
dapter um die Zentralachse der Führungsöffnung, die im
Wesentlichen parallel zur optischen Achse geführt ist,
frei drehbar.
[0012] Erst durch den Formschluss der ersten Anlage-
fläche des Schutzglasadapters mit der korrespondieren-
den zweiten Anlagefläche des Operationsmikroskops ist
der Schutzglasadapter in einer Ebene parallel zur ersten
Anlagefläche ausgerichtet. Die Führungsöffnung be-
wirkt, ausgenommen von dem verbleibenden geringen
Restspiel zwischen Führungsöffnung und dem Hauptob-
jektiv in dieser Lage, dass der Schutzglasadapter in der
X-Y-Ebene fixiert ist. Das Positionierungselement ist in
dieser Position formschlüssigen in dem Gegenelement
an dem Operationsmikroskop aufgenommen und fixiert
den Schutzglasadapter in Rotationsrichtung bezüglich
der Zentralachse, bzw. der Z-Achse. Die Position des
Schutzglasadapters in Bezug auf das Operationsmikro-
skop ist damit bezüglich aller Freiheitsgrade eindeutig
definiert. Nur in dieser Position bewirkt das Halteelement
eine magnetische Haltekraft zwischen dem Schutzglas-
adapter und dem Operationsmikroskop.
[0013] Die korrekte Position des Schutzglasadapters
kann somit sehr schnell und einfach erfühlt werden. Der
Schutzglasadapter kann mit einer Hand und ohne dass
dabei eine nennenswerte Reibung oder Kraft auf das
Operationsmikroskop ausgeübt wird, sehr schnell und
einfach am Hauptobjektiv befestigt werden. Deshalb ist
es auch nicht notwendig das Operationsmikroskop mit
der anderen Hand zu halten. Zudem ist diese Verbindung
jederzeit sehr leicht und einfach wieder lösbar.
[0014] Alternativ ist eine Anordnung des mindestens
einen Positionierungselements an der Oberfläche der
Führungsöffnung vorstellbar. Bei dieser Anordnung kann
das mindestens eine korrespondierende Gegenelement
am Hauptobjektiv des Operationsmikroskops ausgebil-
det sein.
[0015] In einer Ausgestaltung der Erfindung ist das
mindestens eine Positionierungselement halbkugelför-
mig ausgebildet ist.
[0016] Ein halbkugelförmiges Positionierungselement
kann auch bei einem leichten Verkippen des Schutzglas-
adapters sehr leicht in ein korrespondierendes Gegene-
lement formschlüssig eingeführt werden. Wenn das Po-
sitionierungselement an einer Position außerhalb des
Gegenelementes mit der komplementären Anlagefläche
des Operationsmikroskops in Kontakt ist, ist durch die
halbrunde Form nur eine kleine punktförmige Kontaktflä-
che ausgebildet. Ein weiterer Vorteil ist, dass der Schutz-
glasadapter durch die halbkugelförmige Oberfläche bei
seitlichem Drehen um die Zentralachse leichter aus dem

Gegenelement herausgedreht werden kann.
[0017] In einer Ausgestaltung der Erfindung sind zwei
Positionierungselemente an der ersten Anlagefläche
oder an der Oberfläche der Führungsöffnung angeord-
net.
[0018] Durch zwei Positionierungselemente ist eine
eindeutige Position des Schutzglasadapters an dem
Operationsmikroskop auch bei großem Spiel zwischen
der Führungsöffnung und dem Hauptobjektiv definiert.
Zudem kann eine Verkippung der Zentralachse des
Schutzglasadapters leichter erfühlt werden, wenn die
zwei Positionierungselemente mit der komplementären
zweiten Anlagefläche des Operationsmikroskops in Kon-
takt sind.
[0019] In einer Ausgestaltung der Erfindung sind drei
Positionierungselemente an der ersten Anlagefläche
oder an der Oberfläche der Führungsöffnung angeord-
net.
[0020] Wenn das Positionierungselement an einer Po-
sition außerhalb der Gegenelemente mit der komple-
mentären zweiten Anlagefläche des Operationsmikros-
kops in Kontakt ist, ist diese Kontaktfläche durch drei
Kontaktpunkte gebildet. Damit kann ein Verkippen der
Zentralachse des Schutzglasadapters in dieser Kontakt-
position zuverlässig vermieden werden. Bei einer Anord-
nung der drei Positionierungselemente an der Oberflä-
che der Führungsöffnung kann die Außenfläche des
Hauptobjektivs die Kontaktfläche des Operationsmikro-
skops bilden.
[0021] In einer Ausgestaltung der Erfindung sind min-
destens zwei Halteelemente an dem Schutzglasadapter
angeordnet.
[0022] Vorteilhaft ist durch mindestens zwei Halteele-
mente eine bessere Haltewirkung erreichbar. Die beiden
Halteelemente sind vorteilhaft als magnetische Haltee-
lemente ausgebildet.
[0023] In einer Ausgestaltung der Erfindung weist die
Führungsöffnung einen Kegelwinkel zwischen 10° und
45°, bevorzugt zwischen 10° und 20°, auf.
[0024] Durch die Kegelform der Führungsöffnung ist
ein relativ großes Spiel und damit praktisch gar keine
oder nur minimale Reibung zwischen Schutzglasadapter
und dem Hauptobjektiv des Operationsmikroskops er-
reichbar. Dieses Spiel wird erst im Moment des Form-
schlusses der ersten Anlagefläche des Schutzglasadap-
ters mit der zweiten Anlagefläche des Operationsmikro-
skops minimal.
[0025] In einer Ausgestaltung der Erfindung umfasst
der Schutzglasadapter ein Objektivschutzglas.
[0026] Damit kann ein vorteilhaft ein komplettes
Schutzglasmodul bereitgestellt werden. Die gleichen
Vorteile wie für den Schutzglasadapter können für das
Schutzglasmodul, umfassend einen Schutzglasadapter
ein Objektivschutzglas, erreicht werden.
[0027] In einer Ausgestaltung der Erfindung ist das Ob-
jektivschutzglas trennbar mit dem Schutzglasadapter
verbunden und in einer Aufnahmevorrichtung aufgenom-
men.
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[0028] Damit kann vorteilhaft das Objektivschutzglas,
beispielsweise bei Verschmutzung, ausgetauscht wer-
den, ohne dass der Schutzglasadapter von einem Ope-
rationsmikroskop entfernt werden muss.
[0029] In einer Ausgestaltung der Erfindung ist an dem
Schutzglasadapter eine Mikroskopabdeckung angeord-
net.
[0030] Durch die Mikroskopabdeckung, eine flexible
Abdeckfolie, ist das Operationsmikroskop abdeckbar.
Vorteilhaft kann mit einer Hand der Schutzglasadapter
am Operationsmikroskop angebracht werden während
mit der andere Hand die Mikroskopabdeckung gehalten
werden kann. Die Handhabung eines Gesamtsystems
aus Schutzglasadapter und Mikroskopabdeckung ist so-
mit sehr einfach. Zudem kann durch die Führungsöffnung
und/oder die Anlagefläche des Schutzglasadapters eine
besonders gute Abdichtung zwischen Mikroskopabde-
ckung und Operationsmikroskop erreicht werden.
[0031] In einer Ausgestaltung der Erfindung ist die Mi-
kroskopabdeckung an der ersten Anlagefläche angeord-
net.
[0032] Damit ist die Herstellung dieser Verbindung
sehr einfach möglich. Zudem ist eine besonders gute Ab-
dichtung zwischen Mikroskopabdeckung und Operati-
onsmikroskop im Bereich des Schutzglasadapters er-
reichbar.
[0033] Ein Operationsmikroskop umfasst vorteilhaft ei-
nen wie vorstehend beschriebene Schutzglasadapter.
Das Operationsmikroskop weist eine zweite Anlageflä-
che auf, die mit der ersten Anlagefläche des Schutzglas-
adapters in Kontakt bringbar ist. Das Operationsmikros-
kop weist ein Hauptobjektiv mit einer äußeren Umfangs-
fläche auf, wobei die äußere Umfangsfläche als Kegel-
stumpf ausgebildet ist, wobei der größere Durchmesser
des Kegelstumpfes zu der zweiten Anlagefläche hin aus-
gebildet ist. Das Operationsmikroskop weist mindestens
ein Gegenelement auf, das in Position und Form mit dem
mindestens einen Positionierungselement in Form-
schluss bringbar ist. Das Operationsmikroskop weist
Mindestens ein Gegen-Halteelement auf, das derart aus-
gebildet ist, dass eine magnetische Haltekraft zwischen
dem mindestens einen Halteelement und dem mindes-
tens einen Gegen-Halteelement bewirkbar ist.
[0034] Der Schutzglasadapter kann sehr schnell, und
ohne das Operationsmikroskop halten zu müssen, über
das Hauptobjektiv zentriert und geführt an dem Operati-
onsmikroskop angebracht werden. Damit sind die oben
beschriebenen Vorteile erreichbar. Durch die kompakte
Anordnung des Schutzglasadapters an dem Operations-
mikroskop kann dieser vorteilhaft an einem Operations-
mikroskop angebracht werden, sodass der Arbeitsraum
zwischen Operationsmikroskop und Operationssitus nur
in geringem Maße eingeschränkt wird.
[0035] In einer Ausgestaltung der Erfindung umfasst
ein Operationsmikroskop einen Schutzglasadapter, wo-
bei die Führungsöffnung des Schutzglasadapters über
das Hauptobjektiv geführt ist. Der Schutzglasadapter ist
rotatorisch um die Zentralachse beweglich ist, wenn das

mindestens eine Positionierungselement in Kontakt mit
der zweiten Anlagefläche steht, sodass die erste Anla-
gefläche durch das Positionierungselement in einem Ab-
stand zu der zweiten Anlagefläche des Operationsmik-
roskops angeordnet ist, wenn das Positionierungsele-
ment nicht in Formschluss mit dem Gegenelement posi-
tioniert ist. Die Haltekraft zwischen dem mindestens ei-
nen Halteelement und dem mindestens ein Gegen-Hal-
teelement ist ausschließlich an einer ersten Position aus-
gebildet, an der das Positionierungselement an einer vor-
bestimmten Position in Bezug auf das
Operationsmikroskop positioniert ist und das Positionie-
rungselement in dem Gegenelement in Bezug auf das
Operationsmikroskop formschlüssig angeordnet ist, so-
dass die erste Anlagefläche ausschließlich an der ersten
Position mit der korrespondierenden zweiten Anlageflä-
che des Operationsmikroskops in Kontakt ist.
[0036] Damit ist der Schutzglasadapter vorteilhaft sehr
leicht und einfach an dem Operationsmikroskop anbring-
bar.
[0037] In einer Ausgestaltung der Erfindung weist die
Aufnahmeeinrichtung des Schutzglasadapters mindes-
tens eine lösbare Rastvorrichtung für das Objektiv-
schutzglas auf.
[0038] Die lösbare Rastvorrichtung bewirkt, dass das
Objektivschutzglas während des Einsatzes sicher in der
Aufnahmevorrichtung des Schutzglasadapters gehalten
ist und dennoch trennbar mit dem Schutzglasadapter
verbunden ist.
[0039] In einer Ausgestaltung der Erfindung ist der
Schutzglasadapters mit dem Objektivschutzglas einteilig
ausgebildet.
[0040] Damit kann das Schutzglasmodul kostengüns-
tiger hergestellt werden, da eine spezielle Aufnahmevor-
richtung am Schutzglasadapter für das Objektivschutz-
glas entfällt. Damit kann eine Gewichtsreduktion für das
Schutzglasmodul erreicht werden.
[0041] In einer Ausgestaltung der Erfindung ist der
Schutzglasadapter als Ring ausgeführt.
[0042] Damit ist eine kostengünstigere Herstellung der
Werkzeuge möglich, die zur Produktion eines Schutz-
glasadapters aus Kunststoff verwendet werden.
[0043] Weitere Vorteile und Merkmale der Erfindung
werden mit Bezug auf die nachfolgenden Zeichnungen
erklärt, in welchen zeigen:

Figur 1 eine schematische Darstellung eines Opera-
tionsmikroskop mit einem Schutzglasmodul in
einer Schnittdarstellung;

Figur 2 eine Darstellung einer ersten Ausführungs-
form eines erfindungsgemäßen Schutzglasa-
dapters mit einem Schutzglas;

Figur 3 eine schematische Schnittdarstellung eines
Schutzglasadapters, der über ein Hauptob-
jektiv geführt ist;
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Figur 4 eine schematische Darstellung eines Schutz-
glasadapter gemäß Figur 3, der an einem
Operationsmikroskop angeordnet ist.

[0044] Figur 1 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes Operationsmikroskops mit einem Schutzglasmodul.
[0045] Ein Operationsmikroskop-System 1 umfasst
ein Operationsmikroskop 2 mit einem Schutzglasmodul
10. Das Operationsmikroskop 2 weist ein Hauptobjektiv
3 mit einer optischen Achse 4 auf. Die Außenform des
Hauptobjektivs 3 ist als Kegelstumpf mit einem zweiten
Kegelwinkel 7 und einer äußeren Mantelfläche 5 ausge-
bildet. Der größere Durchmesser des Kegelstumpfes
zeigt zum Operationsmikroskop 2.
[0046] An der Unterseite des Operationsmikroskops 2
ist das Schutzglasmodul 10 angeordnet ist. Das Schutz-
glasmodul 10 umfasst einen Schutzglasadapter 11 und
ein Objektivschutzglas 12. Dabei ist eine erste Anlage-
fläche 13 des Schutzglasmoduls 10 mit einer korrespon-
dierenden zweiten Anlagefläche 6 des Operationsmikro-
skops in Kontakt. Das Schutzglasmodul 10 ist trennbar
an dem Operationsmikroskop 2 angeordnet. Das Objek-
tivschutzglas 12 ist trennbar mit dem Schutzglasadapter
11 verbunden.
[0047] Der Schutzglasadapter 11 weist eine Führungs-
öffnung 15 zur Aufnahme des Hauptobjektivs 3 auf. Die
Führungsöffnung 15 ist als Kegelstumpf mit einem ersten
Kegelwinkel 17 und einer ersten Zentralachse 14 aus-
gebildet. Der größere Durchmesser des Kegelstumpfes
ist zu der ersten Anlagefläche 13 hin ausgebildet. Der
erste Kegelwinkel 17 der Führungsöffnung 15 hat den
gleichen Betrag wie der zweite Kegelwinkel 7 der äuße-
ren Mantelfläche 5 des Hauptobjektivs 3. Die Zentralach-
se 14 fällt mit der optischen Achse 4 des Hauptobjektivs
3 zusammen. Das Objektivschutzglas 12 ist in einem
Winkel größer oder kleiner als 90° zu der der optischen
Achse 14 angeordnet, um Reflexionen in der Mikrosko-
poptik, die das Hauptobjektiv 3 umfasst, zu vermeiden.
Die definierte Neigung des Objektivschutzglases ermög-
licht eine reflexfreie Sicht auf einen Operationssitus.
[0048] Auf der ersten Anlagefläche 13 ist ein erstes
Positionierungselement 16 angeordnet. Das erste Posi-
tionierungselement 16 ist starr als Halbkugel ausgebil-
det. Die zweite Anlagefläche 6 des Operationsmikros-
kops 2 weist ein erstes Gegenelement 8 auf, das als Aus-
sparung oder Bohrung ausgebildet ist. Dabei greift das
erste Positionierungselement 16 formschlüssig in das
erste Gegenelement 8 ein, wenn die erste Anlagefläche
13 mit der zweiten Anlagefläche 6 in Kontakt ist, sodass
der Schutzglasadapter 11 in Bezug auf das Hauptobjek-
tiv 3 exakt positioniert ist. Das formschlüssige Eingreifen
ist derart ausgebildet, dass das erste Positionierungse-
lement 16 mit einer Kontaktlinie formschlüssig in dem
Gegenelement 8 positioniert ist. Das erste Positionie-
rungselement 16 kann als Halbkugel ausgebildet sein
und das Gegenelement 8 als Bohrung. Die Kontaktlinie
kann eine Kreislinie auf der Halbkugel sein.
[0049] In dieser Position wird das Schutzglasadapter

10 durch eine Haltekraft an dem Operationsmikroskop
gehalten. Die Haltekraft ist ausschließlich durch eine Ma-
gnetkraft gebildet. Dazu sind an dem Schutzglasadapter
10 nicht dargestellte Halteelemente angeordnet, die mit
korrespondierenden, nicht dargestellten, magnetischen
Gegen-Halteelementen am Operationsmikroskop eine
Magnetkraft ausbilden können. Die Haltekraft ist parallel
zu der ersten Zentralachse 14 zwischen dem Schutz-
glasadapter 10 und dem Operationsmikroskop 2 ausge-
bildet. Die Halteelemente oder Gegen-Halteelemente
können Dauermagnete in Kombination mit anderen Ma-
gneten oder ferromagnetischen Metalle, beispielsweise
Eisen, umfassen. Vorzugsweise weisen die Halteele-
mente, die an dem Schutzglasadapter angeordnet sind
aus Kostengründen Eisen auf. Die Magnete an dem Ope-
rationsmikroskop 2 können auch als Elektromagnete
ausgebildet sein.
[0050] Alternativ ist vorstellbar, dass die Haltekraft
durch eine Reibungskraft und/oder Klebekraft oder eine
Kombination aus Reibungskraft und/oder Klebekraft und
Magnetkraft gebildet ist.
[0051] Der Kegelwinkel der Führungsöffnung 15 kann
in einem Bereich zwischen 1° und 45° ausgebildet sein,
bevorzugte Werte sind beispielsweise 10° oder 15°. Es
ist sogar vorstellbar, dass die Führungsöffnung 15 in ei-
ner konkaven oder konvexen Form ausgebildet ist. Es
ist auch vorstellbar, dass die Außenform des Hauptob-
jektivs 3 eine konkave oder konvexe Außenform bildet.
[0052] Der Schutzglasadapter 11 und/oder das Objek-
tivschutzglas 12 können aus Kunststoff bestehen. Es ist
auch vorstellbar, dass der Schutzglasadapter 11 zusam-
men mit dem Objektivschutzglas 12 einteilig ausgebildet
ist. Das Objektivschutzglas 12 ist transparent.
[0053] Es ist auch vorstellbar, dass das erste Positio-
nierungselement 16 und das erste Gegenelement 8 je-
weils invertiert ausgebildet sind, d. h. das erste Positio-
nierungselement 16 ist als eine Aussparung oder ein
Loch gebildet und das erste Gegenelement ist als eine
auf der zweiten Anlagefläche 6 angeordnete Halbkugel
gebildet, die formschlüssig in die Aussparung oder das
Loch eingreifen kann.
[0054] Figur 2 zeigt eine Darstellung einer ersten Aus-
führungsform eines erfindungsgemäßen Schutzglasad-
apters 111 mit einem Objektivschutzglas 112.
[0055] Ein Schutzglasmodul 110 weist die gleichen
Komponenten auf wie das Schutzglasmodul 10 gemäß
Figur 1. Die Bezugszeichen sind in Bezug auf das
Schutzglasmodul 10 jeweils um 100 erhöht.
[0056] Das Schutzglasmodul 110 umfasst den Schutz-
glasadapters 111 und das Objektivschutzglas 112. Das
Objektivschutzglas 112 ist transparent.
[0057] Das Schutzglasmodul umfasst eine erste Anla-
gefläche 113, die als Planfläche ausgeführt ist. Eine Füh-
rungsöffnung 115 ist als Kegelstumpf mit einer Zen-
tralachse 114 ausgebildet. Der größere Durchmesser
des Kegelstumpfes ist zu der ersten Anlagefläche 113
hin ausgebildet.
[0058] Auf der ersten Anlagefläche 113 sind ein erstes
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Positionierungselement 116 und ein zweites Positionie-
rungselement 126 angeordnet. Das erste Positionie-
rungselement 116 und das zweite Positionierungsele-
ment 126 sind jeweils starr als Halbkugel ausgebildet.
Der Mittelpunkt der beiden Halbkugeln ist dabei jeweils
unterhalb der Anlagefläche 113 definiert, so dass die Hö-
he der beiden Halbkugeln kleiner ist als der jeweilige Ra-
dius. Dies hat die Wirkung, dass am Übergang zwischen
der Anlagefläche 113 und dem ersten Positionierungse-
lement 116, bzw. dem zweiten Positionierungselement
126 jeweils ein Winkel ausgebildet ist, der größer ist als
90°. Dies erleichtert das Lösen des Schutzglasmoduls
110 von einem Operationsmikroskop, wenn das Schutz-
glasmodul 110 um die Zentralachse 114 gedreht wird.
Die Mittelpunkte des ersten Positionierungselements
116 und des zweiten Positionierungselements 126 liegen
dabei, bezogen auf die Zentralachse 114, nicht genau
gegenüber, um zu vermeiden, dass der Schutzglasad-
apter an zwei unterschiedlichen Positionen bezüglich der
Zentralachse 114 am Operationsmikroskop adaptierbar
wäre.
[0059] An der ersten Anlagefläche 113 sind ein erstes
Halteelement 118 und ein zweites Halteelement 119 an-
geordnet. Die Halteelemente 118, 119 können bündig an
der ersten Anlagefläche 113 angeordnet sein, oder sich
in einem geringen Abstand, beispielsweise 0.3 mm, un-
terhalb der ersten Anlagefläche 113 in den Schutzglas-
adapter eingebracht sein.
Das erste Halteelement 118 und das zweite Halteele-
ment 119 bewirken, dass eine magnetische Haltekraft
zwischen dem Schutzglasadapter 111 und dem Opera-
tionsmikroskop ausgebildet werden kann, die groß ge-
nug ist, den Schutzglasadapter 111 sicher am Operati-
onsmikroskop zu halten. Dazu können die Halteelemen-
te 118, 119 als Permanentmagnete ausgeführt sein, wo-
bei die zugeordneten Halteelemente am Operationsmik-
roskop ebenfalls Permanentmagnete, elektrische Mag-
nete oder ferromagnetische Metalle, z. B. Eisen, umfas-
sen. Es ist auch vorstellbar, dass die Halteelemente 118,
119 Eisen umfassen und die zugeordneten Halteelemen-
te am Operationsmikroskop Permanentmagnete, bevor-
zugt Neodym-Magnete oder elektrische Magnete bilden.
Die Halteelemente 118, 119 können eingepresst, einge-
klebt oder zusammen mit dem Schutzglasadapter ver-
gossen werden. Die Halteelemente können von vorne,
d. h. von der Anlagefläche 113 oder von der Rückseite
in den Schutzglasadapter eingebracht werden.
[0060] Es ist auch vorstellbar, dass die Positionie-
rungselemente 116, 126 als Halteelemente ausgebildet
sind, die eine magnetische Haltekraft bewirken können.
[0061] Das Objektivschutzglas 112 ist in einer in einer
Aufnahmevorrichtung, einer Führungsschiene 124, ge-
führt und wird von vier Rastelementen gehalten. In Figur
2 ist ein erstes Rastelement 121, ein zweites Rastele-
ment 122 und ein drittes Rastelement 123 dargestellt.
Das Objektivschutzglas weist einen Griff 120 auf. Mit
dem Griff 120 kann das Objektivschutzglas 120, wenn
die Rastwirkung der Rastelemente 121, 122, 123 über-

wunden wird, in der Führungsschiene 124, verschoben
werden, dargestellt durch den ersten Doppelpfeil 125.
Auf diese Weise sind der Schutzglasadapter 111 und
das Objektivschutzglas 112 trennbar miteinander ver-
bunden. Es ist auch vorstellbar, dass die Rastelemente
als seitlich angeordnete Rasthaken ausgebildet sind, die
sich beispielsweise mittels eines Daumens und eines
Fingers betätigen lassen.
[0062] Das Objektivschutzglas 112 besteht aus einem
transparenten Material, bevorzugt Kunststoff. Die Unter-
seite des Objektivschutzglases ist bezüglich einer zu der
Zentralachse 114 orthogonalen Ebene um einen Winkel,
bevorzugt 15°, geneigt. Das Objektivschutzglas 112 ist
damit derart ausgebildet, dass die Beobachtung eines
Operationssitus nahezu uneingeschränkt möglich ist.
Mögliche störende Reflexe werden durch die Schrägstel-
lung des Objektivschutzglases weitgehend vermieden.
Der Schutzglasadapter 111 und das Objektivschutzglas
112 sind sterilisierbar.
[0063] Figur 3 zeigt eine schematische Schnittdarstel-
lung eines Schutzglasadapters, der über ein Hauptob-
jektiv geführt ist.
[0064] Ein Schutzglasmodul 210 gemäß Figur 3 weist
die gleichen Komponenten auf wie das Schutzglasmodul
110 gemäß Figur 2. Die Bezugszeichen sind in Bezug
auf das Schutzglasmodul 110 jeweils um 100 erhöht.
[0065] Das Schutzglasmodul 210 umfasst einen
Schutzglasadapter 211 mit einem Objektivschutzglas
212. Der Schutzglasadapter 211 ist über ein Hauptob-
jektiv 203 geführt. Das Hauptobjektiv 203 hat eine opti-
sche Achse 204 und eine kegelförmige äußere Mantel-
fläche 205.
[0066] Eine erste Anlagefläche 213 des Schutzglasa-
dapters hat einen Abstand 230 zu einer zweiten Anlage-
fläche 206 eines Operationsmikroskops 202. Zwischen
der äußeren Mantelfläche 205 des Hauptobjektivs 203
und einer der kegelförmigen Führungsöffnung 215 des
Schutzglasadapters mit einer Zentralachse 214 ist ein
relativ großes Spiel ausgebildet. Der Schutzglasadapter
211 ist frei beweglich und damit sehr leicht um die Zen-
tralachse 214 drehbar, dargestellt durch den zweiten
Doppelpfeil 231, und entlang der Zentralachse 214 ver-
schiebbar, dargestellt durch den dritten Doppelpfeil 232.
[0067] Ein erstes Positionierungselement 216 berührt
die zweite Anlagefläche 206 in einem einzigen Punkt.
Somit ist die Reibung zwischen Schutzglasadapter 211
und Operationsmikroskop minimal. An dem Schutzglas-
adapter kann ein nicht dargestelltes zweites oder drittes
Positionierungselement angeordnet sein. Auch durch die
Kontaktpunkte zwischen zweitem und drittem Positionie-
rungselement ist die Reibung zwischen Schutzglasad-
apter und Operationsmikroskop minimal. Auch bei einer
Verkippung des Schutzglasadapters 211 um die optische
Achse 204, ist die Reibung auf die punkt- und/oder lini-
enförmige Berührungen zwischen Schutzglasadapter
216 und Operationsmikroskop 202 beschränkt. In dieser
Position ist keine Haltekraft zwischen dem ersten Halte-
element 218, einem ferromagnetischen Eisenelement,
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und einem ersten Gegen-Halteelement 228, einem Dau-
ermagneten, ausgebildet.
[0068] Durch eine leichte Drehbewegung des Schutz-
glasadapters 211 gleitet das erste Positionierungsele-
ment 216 in das korrespondierende erste Gegenelement
208 des Operationsmikroskops hinein. Diese Position ist
in Figur 4 dargestellt Diese Bewegung wird durch die
dabei ansteigende magnetische Haltekraft unterstützt.
[0069] Figur 4 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes Schutzglasadapters gemäß Figur 3, der an einem
Operationsmikroskop angeordnet ist.
[0070] Das Schutzglasmodul 210 gemäß Figur 4 weist
die gleichen Komponenten auf wie das Schutzglasmodul
110 gemäß Figur 3.
[0071] An dieser Position ist die zweite Anlagefläche
206 des Operationsmikroskops 202 in Kontakt mit der
ersten Anlagefläche 213 des Schutzglasadapters 211.
Das erste Positionierungselement 216 ist in dem korre-
spondierenden ersten Gegenelement 208, einer Boh-
rung, angeordnet. Die Kontaktlinie zwischen dem Posi-
tionierungselement 216 und dem Gegenelement 208
kann eine Kreislinie bilden.
[0072] In dieser Position ist die maximale magnetische
Haltekraft zwischen dem ersten Halteelement 218, ei-
nem ferromagnetischen Eisenelement, und dem ersten
Gegen-Halteelement 228, einem Dauermagneten, aus-
gebildet. Es kann auch ein in Figur 3 und Figur 4 nicht
dargestelltes zweites Halteelement am Schutzglasadap-
ter 211 und ein korrespondierendes, nicht dargestelltes,
viertes Halteelement am Operationsmikroskop 202 vor-
handen sein. Damit ist eine noch stärkere Haltekraft zwi-
schen Schutzglasadapter 211 und Operationsmikroskop
202 erreichbar.
[0073] Zum Lösen des Schutzglasadapters 211 von
dem Operationsmikroskop 202 wird der Schutzglasad-
apter 211 leicht um die Zentralachse 114 gedreht. Dabei
gleitet das erste Positionierungselement 216 aus dem
korrespondierenden erste Gegenelement 208 heraus
und der Abstand zwischen der ersten Anlagefläche 213
und er zweiten Anlagefläche 206 wird vergrößert. Das
erste Halteelement 218 und das ersten Gegen-Haltee-
lement 228 fluchten nicht mehr, und weisen durch die
Drehung einen Versatz zueinander auf. In Kombination
mit dem vergrößerten Abstand zwischen den Halteele-
menten verringert sich die magnetische Haltekraft fast
auf null. Der Schutzglasadapter kann somit sehr einfach
von dem Operationsmikroskop 202 wieder entfernt wer-
den.
[0074] Die oben genannten Ausführungen gelten in
gleicher Weise für einen Schutzglasadapter 211 mit oder
ohne einem Objektivschutzglas 212.

Bezugszeichenliste

[0075]

1 Operationsmikroskop mit Schutzglas-
modul

2 Operationsmikroskop
3, 203 Hauptobjektiv
4, 204 Optische Achse
5, 205 Äußere Mantelfläche
6, 206 Zweite Anlagefläche
7 Zweiter Kegelwinkel
8, 208 Erstes Gegenelement
10, 110, 210 Schutzglasmodul
11, 111, 211 Schutzglasadapter
12, 112, 212 Objektivschutzglas
13, 113, 213 Erste Anlagefläche
14, 114, 214 Zentralachse
15, 115, 215 Führungsöffnung
16, 116, 216 Erstes Positionierungselement
17 Erster Kegelwinkel
118, 218 Erstes Halteelement
119 Zweites Halteelement
120 Griff
121 Erstes Rastelement
122 Zweites Rastelement
123 Drittes Rastelement
124 Führungsschiene
125 Erster Doppelpfeil (Verschiebungsrich-

tung)
126 Zweites Positionierungselement
228 Drittes Halteelement
230 Abstand
231 Zweiter Doppelpfeil (Rotationsrichtung)
232 Dritter Doppelpfeil (Verschiebungsrich-

tung)
233 Pfeil (Verschieberichtung)

Patentansprüche

1. Schutzglasadapter (11; 111; 211) für ein Operations-
mikroskop (2; 202), aufweisend

- eine erste Anlagefläche (13; 113; 213),
wobei die erste Anlagefläche (13; 113; 213) der-
art ausgebildet ist, dass diese mit einer korres-
pondierenden zweiten Anlagefläche (6; 206)
des Operationsmikroskops (2; 202) in Kontakt
bringbar ist,
- eine Führungsöffnung (15, 115, 215) zur Auf-
nahme eines Hauptobjektivs (5, 205) des Ope-
rationsmikroskops (2, 202), wobei die Füh-
rungsöffnung (15, 115, 215) als Kegelstumpf mit
einer ersten Zentralachse (14; 114; 214) ausge-
bildet ist, wobei der größere Durchmesser des
Kegelstumpfes zu der ersten Anlagefläche (13;
113; 213) hin ausgebildet ist,

gekennzeichnet durch:

- mindestens ein Positionierungselement (16;
116; 216)
wobei das mindestens eine Positionierungsele-
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ment (16; 116; 216) starr ausgebildet ist und an
der ersten Anlagefläche (13; 113; 213) oder an
der Oberfläche der Führungsöffnung (15; 115;
215) angeordnet ist,
wobei das Positionierungselement (16; 116;
216) zur formschlüssigen Aufnahme in einem
Gegenelement (8; 208) an dem Operationsmik-
roskop (2; 202) geeignet ist.
- mindestens ein Halteelement (118; 218),
wobei durch das Halteelement (118; 218) eine
Haltekraft parallel zu der ersten Zentralachse
(14; 114; 214) zwischen dem Schutzglasadap-
ter (11; 111; 211) und dem Operationsmikros-
kop (2; 202) bewirkbar ist, wobei die Haltekraft
durch eine Magnetkraft gebildet ist.

2. Schutzglasadapter (11; 111; 211) nach Anspruch 1,
wobei das mindestens eine Positionierungselement
(16; 116; 216) halbkugelförmig ausgebildet ist.

3. Schutzglasadapter (11; 111; 211) nach einem der
vorherigen Ansprüche,
wobei zwei Positionierungselemente (16; 116, 126;
216) an der ersten Anlagefläche (13; 113; 213) oder
an der Oberfläche der Führungsöffnung (15, 115,
215) angeordnet sind.

4. Schutzglasadapter (11; 111; 211) nach einem der
vorherigen Ansprüche,
wobei drei Positionierungselemente an der ersten
Anlagefläche (13; 113; 213) oder an der Oberfläche
der Führungsöffnung (15, 115, 215) angeordnet
sind.

5. Schutzglasadapter (11; 111; 211) nach einem der
vorherigen Ansprüche,
aufweisend mindestens zwei Halteelemente (118,
119).

6. Schutzglasadapter (11; 111; 211) nach einem der
vorherigen Ansprüche,
wobei die Führungsöffnung (15, 115, 215) einen Ke-
gelwinkel zwischen 10° und 45°, bevorzugt zwischen
10° und 20°, aufweist.

7. Schutzglasadapter (11; 111; 211) nach einem der
vorherigen Ansprüche,
wobei der Schutzglasadapter (11; 111; 211) ein Ob-
jektivschutzglas (12, 112, 212) umfasst.

8. Schutzglasadapter (11; 111; 211) nach Anspruch 7,
wobei das Objektivschutzglas (12, 112, 212) trenn-
bar mit dem Schutzglasadapter (11: 111; 211) ver-
bunden ist und in einer Aufnahmevorrichtung (124)
aufgenommen ist.

9. Schutzglasadapter (11; 111; 211) nach einem der
vorherigen Ansprüche,

wobei an dem Schutzglasadapter (11; 111; 211) eine
Mikroskopabdeckung angeordnet ist.

10. Schutzglasadapter (11; 111; 211) nach Anspruch 9,
wobei die Mikroskopabdeckung an der ersten Anla-
gefläche (13; 113; 213) angeordnet ist.

11. Operationsmikroskop (2, 202) mit einem Schutz-
glasadapter (11; 111; 211) nach einem der vorheri-
gen Ansprüche, wobei das Operationsmikroskop (2;
202) aufweist

- eine zweite Anlagefläche (6, 206), die mit der
ersten Anlagefläche (13; 113; 213) des Schutz-
glasadapters (11; 111; 211) in Kontakt bringbar
ist,
- ein Hauptobjektiv (3, 203) mit einer äußeren
Umfangsfläche, wobei die äußere Umfangsflä-
che als Kegelstumpf ausgebildet ist, wobei der
größere Durchmesser des Kegelstumpfes zu
der zweiten Anlagefläche hin ausgebildet ist,
- mindestens ein Gegenelement (8, 208), das in
Position und Form mit dem mindestens einen
Positionierungselement (16, 116, 216) in Form-
schluss bringbar ist.
- mindestens ein Gegen-Halteelement (228),
das derart ausgebildet ist, dass eine magneti-
sche Haltekraft zwischen dem mindestens ei-
nen Halteelement (218) und dem mindestens
einen Gegen-Halteelement (228) bewirkbar ist.

12. Operationsmikroskop (2, 202) mit einem Schutz-
glasadapter (11; 111; 211) nach Anspruch 11,
wobei die Führungsöffnung (15, 115, 215) des
Schutzglasadapters (11; 111; 211) über das Haupt-
objektiv (3, 203) geführt ist,
wobei der Schutzglasadapter (11; 111; 211) rotato-
risch um die Zentralachse (14; 114; 214) beweglich
ist, wenn das mindestens eine Positionierungsele-
ment (16; 116; 216) in Kontakt mit der zweiten An-
lagefläche (6; 206) steht, sodass die erste Anlage-
fläche (13; 113; 213) durch das Positionierungsele-
ment (16; 116; 216) in einem Abstand zu der zweiten
Anlagefläche (6; 206) des Operationsmikroskops (2,
202) angeordnet ist, wenn das Positionierungsele-
ment (16; 116; 216) nicht in Formschluss mit dem
Gegenelement (8, 208) positioniert ist,
wobei die Haltekraft zwischen dem mindestens ei-
nen Halteelement (118; 218) und dem mindestens
ein Gegen-Halteelement (228) ausschließlich an ei-
ner ersten Position ausgebildet ist, an der das Posi-
tionierungselement (16; 116; 216) an einer vorbe-
stimmten Position in Bezug auf das Operationsmik-
roskop (2, 202) positioniert ist und das Positionie-
rungselement (16; 116; 216) in dem Gegenele-
ment(8, 208) in Bezug auf das Operationsmikroskop
(2, 202) formschlüssig angeordnet ist, sodass die
erste Anlagefläche (13; 113; 213) ausschließlich an
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der ersten Position mit der korrespondierenden
zweiten Anlagefläche (6; 206) des Operationsmik-
roskops (2, 202) in Kontakt ist.

Claims

1. Protection glass adapter (11; 111; 211) for a surgical
microscope (2; 202), having

- a first abutment surface (13; 113; 213),
wherein the first abutment surface (13; 113; 213)
is designed in such a way that it can be brought
into contact with a corresponding second abut-
ment surface (6; 206) of the surgical microscope
(2; 202),
- a guide opening (15, 115, 215) for receiving a
main objective (5, 205) of the surgical micro-
scope (2, 202), wherein the guide opening (15,
115, 215) is designed as a truncated cone with
a first central axis (14; 114; 214), wherein the
greater diameter of the truncated cone is formed
toward the first abutment surface (13; 113; 213),

characterized by:

- at least one positioning element (16; 116; 216),
wherein the at least one positioning element (16;
116; 216) is rigid and is arranged on the first
abutment surface (13; 113; 213) or on the sur-
face of the guide opening (15; 115; 215),
wherein the positioning element (16; 116; 216)
is suitable for being received with form-fit en-
gagement in a mating element (8; 208) on the
surgical microscope (2; 202),
- at least one holding element (118; 218),
wherein a holding force can be applied by the
holding element (118; 218) parallel to the first
central axis (14; 114; 214) between the protec-
tion glass adapter (11; 111; 211) and the surgical
microscope (2; 202), wherein the holding force
is formed by a magnetic force.

2. Protection glass adapter (11; 111; 211) according to
Claim 1,
wherein the at least one positioning element (16;
116; 216)
has a hemispherical shape.

3. Protection glass adapter (11; 111; 211) according to
either of the preceding claims,
wherein two positioning elements (16; 116, 126; 216)
are arranged on the first abutment surface (13; 113;
213) or on the surface of the guide opening (15, 115,
215).

4. Protection glass adapter (11; 111; 211) according to
one of the preceding claims,

wherein three positioning elements are arranged on
the first abutment surface (13; 113; 213) or on the
surface of the guide opening (15, 115, 215).

5. Protection glass adapter (11; 111; 211) according to
one of the preceding claims,
having at least two holding elements (18, 119).

6. Protection glass adapter (11; 111; 211) according to
one of the preceding claims,
wherein the guide opening (15, 115, 215) has a cone
angle of between 10° and 45°, preferably between
10° and 20°.

7. Protection glass adapter (11; 111; 211) according to
one of the preceding claims,
wherein the protection glass adapter (11; 111; 211)
comprises an objective protection glass (12, 112,
212).

8. Protection glass adapter (11; 111; 211) according to
Claim 7,
wherein the objective protection glass (12, 112, 212)
is separably connected to the protection glass adapt-
er (11; 111; 211) and is received in a receiving device
(124).

9. Protection glass adapter (11; 111; 211) according to
one of the preceding claims,
wherein a microscope drape is arranged on the pro-
tection glass adapter (11; 111; 211).

10. Protection glass adapter (11; 111; 211) according to
Claim 9,
wherein the microscope drape is arranged on the
first abutment surface (13; 113; 213).

11. Surgical microscope (2, 202) with a protection glass
adapter (11; 111; 211) according to one of the pre-
ceding claims, wherein the surgical microscope (2;
202) has

- a second abutment surface (6, 206), which can
be brought into contact with the first abutment
surface (13; 113; 213) of the protection glass
adapter (11; 111; 211),
- a main objective (3, 203) with an outer circum-
ferential surface, wherein the outer circumfer-
ential surface is designed as a truncated cone,
wherein the greater diameter of the truncated
cone is formed toward the second abutment sur-
face,
- at least one mating element (8, 208) which, in
position and shape, can be brought into form-fit
engagement with the at least one positioning el-
ement (16, 116, 216),
- at least one mating holding element (228),
which is designed in such a way that a magnetic
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holding force can be effected between the at
least one holding element (218) and the at least
one mating holding element (228).

12. Surgical microscope (2, 202) with a protection glass
adapter (11; 111; 211) according to Claim 11,
wherein the guide opening (15, 115, 215) of the pro-
tection glass adapter (11; 111; 211) is guided over
the main objective (3, 203),
wherein the protection glass adapter (11; 111; 211)
is movable in a rotary motion about the central axis
(14; 114; 214) when the at least one positioning el-
ement (16; 116; 216)
is in contact with the second abutment surface (6;
206), such that the first abutment surface (13; 113;
213) is arranged by the positioning element (16; 116;
216) at a distance from the second abutment surface
(6; 206) of the surgical microscope (2, 202) when
the positioning element (16; 116; 216) is not posi-
tioned in form-fit engagement with the mating ele-
ment (8, 208),
wherein the holding force between the at least one
holding element (118; 218) and the at least one mat-
ing holding element (228) is formed exclusively at a
first position at which the positioning element (16;
116; 216) is positioned at a predetermined position
in relation to the surgical microscope (2, 202) and
the positioning element (16; 116; 216) is arranged
in form-fit engagement in the mating element (8, 208)
in relation to the surgical microscope (2, 202), such
that the first abutment surface (13;113; 213) is in
contact with the corresponding second abutment
surface (6; 206) of the surgical microscope (2, 202)
exclusively at the first position.

Revendications

1. Adaptateur de protection (11; 111; 211) pour micros-
cope d’opération (2; 202), présentant une première
surface de pose (13; 113; 213), la première surface
de pose (13; 113; 213) étant configurée de manière
à pouvoir être mise en contact avec une deuxième
surface de pose (6; 206) correspondante du micros-
cope d’opération (2; 202),
une ouverture de guidage (15, 115, 215) qui reprend
un objectif principal (5, 205) du microscope d’opé-
ration (2, 202), l’ouverture de guidage (15, 115, 215)
étant configurée sous la forme d’un tronc de cône
présentant un premier axe central (14; 114; 214), le
plus grand diamètre du tronc de cône étant formé
du côté de la première surface de pose (13; 113;
213), caractérisé par
au moins un élément de positionnement (16; 116;
216), le ou les éléments de positionnement (16; 116;
216) étant rigides et disposés sur la première surface
de pose (13; 113; 213) ou sur la surface de l’ouver-
ture de guidage (15; 115; 215),

l’élément de positionnement (16; 116; 216) conve-
nant pour être repris en correspondance géométri-
que dans un élément complémentaire (8; 208) prévu
sur le microscope d’opération (2; 202),
au moins un élément de maintien (118; 218), une
force de maintien parallèle au premier axe central
(14; 114; 214) pouvant être appliquée par l’intermé-
diaire de l’élément de maintien (118; 218) entre
l’adaptateur de protection (11; 111; 211) et le mi-
croscope d’opération (2; 202), la force de maintien
étant une force magnétique.

2. Adaptateur de protection (11; 111; 211) selon la re-
vendication 1, dans lequel le ou les éléments de po-
sitionnement (16; 116; 216) ont la forme d’une demi-
sphère.

3. Adaptateur de protection (11; 111; 211) selon l’une
des revendications précédentes, dans lequel deux
éléments de positionnement (16; 116; 126; 216) sont
disposés sur la première surface de pose (13; 113;
213) ou sur la surface de l’ouverture de guidage (15,
115, 215).

4. Adaptateur de protection (11; 111; 211) selon l’une
des revendications précédentes, dans lequel trois
éléments de positionnement sont disposés sur la
première surface de pose (13; 113; 213) ou sur la
surface de l’ouverture de guidage (15, 115, 215).

5. Adaptateur de protection (11; 111; 211) selon l’une
des revendications précédentes, présentant au
moins deux éléments de maintien (118, 119).

6. Adaptateur de protection (11; 111; 211) selon l’une
des revendications précédentes, dans lequel
l’ouverture de guidage (15, 115, 215) présente un
angle de cône compris entre 10° et 45° et de préfé-
rence entre 10° et 20°.

7. Adaptateur de protection (11; 111; 211) selon l’une
des revendications précédentes, dans lequel l’adap-
tateur de protection (11; 111; 211) comporte un verre
de protection d’objectif (12, 112, 212).

8. Adaptateur de protection (11; 111; 211) selon la re-
vendication 7, dans lequel le verre de protection
d’objectif (12, 112, 212) est relié de manière amovi-
ble à l’adaptateur de protection (11; 111; 211) et est
repris dans un ensemble de reprise (124).

9. Adaptateur de protection (11; 111; 211) selon l’une
des revendications précédentes, dans lequel un re-
couvrement de microscope est disposé sur l’adap-
tateur de protection (11; 111; 211).

10. Adaptateur de protection (11; 111; 211) selon la re-
vendication 9, dans lequel le recouvrement de mi-
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croscope est disposé sur la première surface de po-
se (13; 113; 213).

11. Microscope d’opération (2, 202) doté d’un adapta-
teur de protection (11; 111; 211) selon l’une des re-
vendications précédentes, le microscope d’opéra-
tion (2; 202) présentant
une deuxième surface de pose (6, 206) qui peut être
mise en contact avec la première surface de pose
(13; 113; 213) de l’adaptateur de protection (11; 111;
211),
un objectif principal (3, 203) doté d’une surface pé-
riphérique extérieure, la surface périphérique exté-
rieure étant configurée en forme de tronc de cône,
le plus grand diamètre du tronc de cône étant formé
du côté de la deuxième surface de pose,
au moins un élément complémentaire (8, 208) dont
la position et la forme lui permettent d’être amené
en correspondance géométrique avec le ou les élé-
ments de positionnement (16, 116, 216) et
au moins un élément complémentaire de maintien
(228) configuré de manière à pouvoir appliquer une
force magnétique de maintien entre le ou les élé-
ments de maintien (218) et le ou les éléments com-
plémentaires de maintien (228).

12. Microscope d’opération (2, 202) présentant un adap-
tateur de protection (11; 111; 211) selon la revendi-
cation 11,
l’ouverture de guidage (15, 115, 215) de l’adaptateur
de protection (11; 111; 211) pouvant être passée au-
dessus de l’objectif principal (3, 203),
l’adaptateur de protection (11; 111; 211) pouvant se
déplacer en rotation autour du premier axe central
(14; 114; 214) lorsque le ou les éléments de posi-
tionnement (16; 116; 216) sont en contact avec la
deuxième surface de pose (6; 206) de telle sorte que
la première surface de pose (13; 113; 213) soit dis-
posée par l’élément de positionnement (16; 116;
216) à une distance de la deuxième surface de pose
(6; 206) du microscope d’opération (2, 202) lorsque
l’élément de positionnement (16; 116; 216) n’est pas
placé en correspondance géométrique avec l’élé-
ment complémentaire (8, 208),
la force de maintien entre le ou les éléments de main-
tien (118; 218) et le ou les éléments complémentai-
res de maintien (228) est formée uniquement en une
première position sur laquelle l’élément de position-
nement (16; 116; 216) est placé en une position pré-
déterminée par rapport au microscope d’opération
(2, 202) et l’élément de positionnement (16; 116;
216) est disposé en correspondance géométrique
par rapport au microscope d’opération (2, 202) dans
l’élément complémentaire (8, 208) de telle sorte que
la première surface de pose (13; 113; 213) soit en
contact uniquement en la première position avec la
deuxième surface de pose (6; 206) correspondante
du microscope d’opération (2, 202).

19 20 



EP 3 178 438 B1

12



EP 3 178 438 B1

13



EP 3 178 438 B1

14



EP 3 178 438 B1

15

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• US 3528720 A [0003]


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Aufgeführte Dokumente

